
大気遮断用サンプリングシステム

・微量ガス分析
・サンプル注入時の大気の影響を

受けやすいサンプル分析
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・グローブバッグとセプタムナットを一 体化

・グローブバッグ内でサンプリングしそのまま注入

・ガスクロヘサンプル注入時の大気の影響を最小化
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